
1μm以下の極薄膜をリアルタイム測定！

No.CP-98-01 Interference Thickness Meter

光干渉式膜厚計

●連続分光方式でFFT解析、

　CF（カーブフィッテング）解析が可能

●最大4層を同時計測

●使用温度0～50℃、IP65（防塵防滴構造）
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各種製造プロセスに！

半導体・太陽電池
・シリコンウエハ酸化膜、厚み管理

・各種成膜、プロセス中の厚み計測

・光吸収膜、表面処理膜、ITOなど
　厚み管理

LED・液晶パネル
・サファイア基板上の窒化膜測定

・FPDなどの多層膜を同時計測

塗工プロセス 

・コータラインのDRY／WET状態で厚み計測

酸化膜

窒化膜

ITO膜

フィルム

A R 膜

ハードコート

・研究用途に対応

・厚みムラ管理で品質向上・安定化

・フィルムや多層膜厚の同時計測で
　品質向上



■外形寸法 

■構　成 

■ソフトウェア（標準付属） 

■一般仕様 

光干渉式膜厚計　IRMS8599B

単位：mm

IRMS8599B 
可視・近赤外連続分光方式 
20nm～50μm 
0.4～1.0μm 

10～80mm／φ20mm（平行光鏡筒） 
18mm／φ2mm（収束光鏡筒） 

10～10000ms  
タングステンランプ 
二分岐バンドルファイバ 
USB 1.1（ケーブル長：最長5ｍ） 
PC演算表示 
0～50℃（40℃以上は空冷ケース（別売）を使用） 
100－240V AC（電源ユニット） 
最大60VA 
約5.6 kg 
ボルト吊り下げ方式（M8ボルト4本） 
アルミ鋳物 
防塵防滴構造（IP65） 

形 式  
測 定 方 法  
測 定 範 囲  
測 定 波 長 域  

測定距離／径  

測 定 間 隔  
光 源  
フ ァ イ バ  
通 信  
表 示  
使用温度範囲  
電 源  
消 費 電 力  
質 量  
取 付 方 法  
ケ ー ス  
保 護 構 造  

安全に関するご注意 
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2011年12月現在のものです。 
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●メイン画面 

膜厚計測データ数値表示、 
トレンド表示、警報表示 

●スペクトル画面 
連続分光反射率測定 
膜厚パワースペクトル表示 
理論反射率スペクトル表示 
スペクトルモニタ 

●設定画面 

品種の警報上下限、 
FFT／CF解析条件登録・ 
切り替え 
蓄積時間・平均化回数設定 

検出器・光源ユニット 

二分岐 
バンドルファイバ 

鏡筒 

USB 
最長5ｍ 

24V DC

電源ユニット 
（付属） 

※本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 
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※測定データは弊社標準サンプルによる 

■測定データ例 

■測定原理 

光干渉式膜厚計はサンプルの表面反射光と裏面反射光による干渉から
膜厚を測定します。サンプルの膜厚が厚くなるほど、反射率スペクトルに
現れる波（干渉波）の数が増加する原理を利用して膜厚を計測することから
検量線が不要で、高精度な計測が行えます。 

●半導体基板上SiO2膜 700nm

●PETフィルム 25μm

●半導体基板上SiO2膜 46nm
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分光特性 CF解析 分光特性 

分光特性 

FFT解析 


